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1. 서론 

원자력시설의 개선 • 보수 또는 해체 시에는 시설 

내부 및 기기들에 대한 정확한 방사선학적 오염 특 

성을 평기해야한다. 특히， 핵연료주기시설과 같은 고 

방사능 시설의 경우는 방사선량이 높기 때문에 작업 

자의 접근이 어렵고， 공간이 협소하여 기존의 검출 

기를 이용하여 오염도를 직접 측정하기는 어렵다 

이러한 이유로 고방사성 오염시설의 경우는 주로 

smear 시료를 채취하여 실험실에서 계수하는 간접법 

을 이용하여 오염도를 측정하고 있으며， 간접법의 

경우는 전이성 오염만 측정이 가능하기 때문에 시설 

내부의 총오염도는 측정할 수 없는 단점이 있다. 

고방사능 구역의 오염도를 원격으로 직접 측정하 

기 위하여 섬광체와 광섬유를 이용한 센서를 제조하 

여 알파선 또는 베타선 등을 측정할 수 있는 검출기 

를 개발하였다[1 -3]. 이들 검출기들은 측정하고자 하 

는 방사선에 대응하는 섭광체를 사용하였고， 원거리 

신호 전송을 위 하여 플라스틱 광섬 유를 사용하였다. 

본 연구에서는 고방사성 구역에서 알파선과 베타 

선의 오염도를 원격으로 동시에 측정할 수 있는 검 

출소재를 개발하였다. 검출소재는 알파선 측정용 

ZnS(Ag) 섬광체와 베타선 측정용 플라스틱 섬광체 

를 이중으로 결합하고， 에폭시 지지체에 광섬유를 

삽입하여 측정 및 신호 전송이 동시에 가능한 일체 

형으로 제조하였다. 제조한 검출소재의 광학적 특성 

및 방사선학적 특성을 평가하였고， 알파선과 베타선 

의 동시 측정 및 신호 전송 특성을 평가하였다. 

2. 본론 

2.1 성광층 및 광섬유 지지채 

오염도 측정용 센서의 지지체는 광도관으로서의 

투명성과 신호 전송용 광섬유를 지지할 수 있는 기 

계적 강도가 요구된다. 특히， 방사선과의 상호작용에 

의하여 생성된 섬광이 광섬유로 이통하는 과정에서 

지지체 내부의 기포에 의한 산란을 최소화하기 위하 

여 제조 시에 기포의 발생이 최소화되어야 한다 이 

러한 조건을 만족시키기 위하여 에폭시 수지의 함량 

을 변화시키면서 지지체를 제조하였다 

지지체로서의 안전성을 평가하기 위하여 기계적 

강도를 측정하였으며， 광도관으로서의 투명도는 가 

시광선 영역에서의 투과도를 측정하였다. 또한， 방사 

성 오염도 측정 시에 잡음으로 작용할 수 있는 에폭 

시 지지체 자체에서의 가시광선 영역에서의 발광 특 

성을 평가하였다. 

2 .2 빼타선 검출용 플라스틱 섬광층 

경화촉진제에 베타선 측정이 가능한 섬광체인 제1 

용질인 2,5-dipheny!oxazde (PPO)와 wave shifter인 

제2용질 1,4-bis[5- pheny!-2-oxazollbenzene (POPOP) 

를 첨가하여 투명한 에폭시 수지와 혼합하여 섬광 

검출 소재를 Fig. 1과 같은 형태로 제조하였다. 에폭 

시 수지와 경화제의 함량을 변화시키며 투명도， 경 

화속도， 기계적 강도 등을 분석하여 최적의 혼합비 

율을 정하고， 유기섬광체의 함량을 변화시켜 투과도 

및 발광량을 평가하여 최적의 제조조건을 도출하였 

다’ 
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Fig. 1. Phos찌rich detector for the simultaneous 

counting of .alpha- and beta particles 

2.3 알파션 검 출용 ZnS(Ag) 섬 광총 

알파선 검출이 가능한 섬광층은 Fig. 1과 같이 알 

파선 계수용 무기섬광체 ZnS(Ag)를 플라스틱 섬광 

층 위에 도포하여 제조하였다. ZnS(Ag) 섬광체는 분 

말 상태로만 존재하기 때문에 투명한 섬광체와 달리 

알파선의 에너지를 충분히 홉수하고， 섬광을 광섬유 
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